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(57) Abstract: The invention relates to a 
vacuum chamber for coating items (10) in 
which a physical vapor deposition method 
(PVD) is carried out. The aim of the 
invention is to create a vacuum chamber 
of the aforementioned kind which can be 
provided with modular cathodes. For this 
purpose, the vacuum chamber is provided 
with a plurality of receiving devices in 
which a plurality of cathodes each can 
be arranged. A first receiving device (30) 
for receiving one or more cathodes (40, 
42, 44, 46) is provided substantially in the 
center of the vacuum chamber (20) and 
two additional receiving devices (32, 34) 
for receiving at least one cathode (48, 50, 
52, 54) each are provided on the edges of 
the vacuum chamber (20) in a door-like 
manner. 

(57) Zusammenfassung: Um eine 
Vakuumkammer zum Beschichtcn von Ge- 
genstanden (10), in der ein physikalisches 
Abscheideverfahren (PVD) durchgeftihrt 
werden kann, modular mit Kathoden 
bestUcken zu kflnnen, wird vorgeschlagen, 
cine Viclzahl von Aufnahmccinrichtungcn 
vorzusehen, in die jeweils mehrere 
Kathoden angeordnet werden kOnnen. 
Eine crstc Aufnahmceinrichtung (30) zur 
Aufnahme von einer 
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Veroffentlicht: 

— okne inismaiicncdcn Reckerckenbehclii and etneui zu ver- 
offentlicken nock Erkalt des Berickts 

Zur Erklcirung der Zweibuckstaben-Codes und der anderen Ab- 
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des and Abbreviations ") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



odcr mchrercr Kathodcn (40, 42, 44, 46) ist im wcsentlichcn in der Mittc der Vakuumkammcr (20) und zwei wcitcrc Aufnahmeein- 
richtungen (32, 34) zur Aufnahme von zumindest jeweils einer Kathode (48, 50, 52, 54) sind turartig am Rand der Vakuumkammer 
(20) vorgesehen. 



